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Udrzba osvétlovaci soustavy

Pravidelna udrzba je pro efektivni osvétlovaci soustavu nejdllezitéjsi.

Soustava nema byt pouze spravné a dikladné cisténa, ale ¢isténi by mélo byt
provadéno v pravidelnych intervalech. To zajisti vyhovujici vzhled i pohodu pro
uzivatele.

| pfi spravném projektovém reseni a provoznim planu udrzby je urcity ubytek
osvétlenosti nevyhnutelny. Tuto ztratu je nutno odhadnout jiz v etapé projektovani

osvétlovaci soustavy a do jejiho vypoctu zahrnout pfisluSnou opravu ve formé
udrzovaciho Cinitele.
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Udrzovaci Cinitel

Udrzovaci Cinitel - projekt osvétleni musi byt vypracovan s uvazovanim celkového
udrzovaciho Cinitele vypocteného pro zvolené osvétlovaci zafizeni, prostredi a plan
udrzby. Doporucena osvétlenost pro kazdy zrakovy ukol se uvadi jako udrzovana
osvétlenost. Udrzovaci Cinitel zavisi na provoznich charakteristikdch svételnych zdroju
a predradnik, svitidel, prostfedi a na planu udrzby.

Projektant musi uvést udrZovaci Cinitel a prehled predpokladt prijatych pfi odvozeni
jeho hodnoty, specifikovat osvétlovaci zaftizeni vhodné pro uziti v daném prostredi,
pripravit kompletni plan Gdrzby, véetné intervalt adrzby.

.Udrzovaci Cinitel ma byt odsouhlasen mezi projektantem a zakaznikem hned na
pocatku. Ten ma obsahovat planovany program udrzby, na kterém je Cinitel udrzby
zalozen. Celkovy udrzovaci Cinitel Ize pro jednotlivé osvétlovaci soustavy upravit dle
doporuceni a vypocetnich postupl uvedenych v normach pro osvétleni vnéjsich i
vhitrnich pracovnich prostor.



Udrzovaci Cinitel

UdrZovaci Cinitel je definovan jako podil osvétlenosti vytvarené osvétlovaci soustavou
po urcité dobé a osvétlenosti vytvarené soustavou kdyz je nova.

Vypoctem udrzovaciho Cinitele v rlznych ¢asovych okamzicich a s ohledem na
navrzeny plan udrzby lze predpoveédét rozlozeni osvétlenosti od osvétlovaci soustavy

po dané dobé.

Udrzovaci Cinitel je soucinem nize popsanych Ciniteld.

UdrZovaci ¢initel MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF

LLMF Cinitel starnuti svételného zdroje;

LSF Cinitel funkéni spolehlivosti svételnych zdrojl
(pouzivany pouze pro skupinovou vymeénu);
LMF udrzovaci Cinitel svitidla;

RSMF  udrZovaci Cinitel povrchd.



Faktory ovliviujici hodnotu
celkového udrzovaciho Cinitele

Cinitel starnuti svételného zdroje - LLMF
Cinitel starnuti svételného zdroje je podil svételného toku svételného zdroje v dané
dobé jeho Zivota a pocatecniho svételného toku. Svételny tok vsech druh( svételnych
zdrojl klesa s poctem hodin sviceni. Pfesné hodnoty zavisi na konkrétnim typu
svételného zdroje a u vybojovych zdroju rovnéz na predradnych obvodech. Ztraty
zpUsobené timto jevem mohou byt snizeny ¢astéjsi vyménou svételnych zdroju (napt.
skupinovou vyménou). Pro stanoveni udrzovaciho Cinitele a planu udrzby je velmi
dulezité ziskat aktualni udaje od vyrobce, zejména v pripadé pouziti novych typu

svételnych zdroj.

Luminous flux behaviour HQI 400 W/N
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Faktory ovliviujici hodnotu

celkového udrzovaciho Cinitele

Cinitel funkéni spolehlivosti svételného zdroje - LSF
Cinitel funkéni spolehlivosti svételnych zdrojd predstavuje pravdépodobnost toho, e

svételné zdroje budou po urcitou dobu v provozu. Charakterizuje ¢ast velké

reprezentativni skupiny daného typu svételnych zdroju, které po urcité dobé zistavaji
v provozu. Pocet sviticich zdroja zavisi na jejich typu a v pripadé vybojovych zdrojl na
cetnosti zapinani a na predradném obvodu. Obvykle je Zivot svételnych zdroju
deklarovan jako doba v hodinach, kdy jesté 50 % zdrojl zkuSebniho souboru zlstava

funkcnich.
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Faktory ovliviujici hodnotu
celkového udrzovaciho Cinitele

Typické priklady Cinitele starnuti svételného zdroje (LLMF) a Cinitele funkéni
spolehlivost svételného zdroje (LSF)

Doba sviceni v tis. h.
Rozdily 1 0,110,5 1 2 4 6 8 10 | 12 | 15 | 20 { 30
2 _ LLMF |stfedni 1,00(0,97 0,93
Zarovky obycejné [SE_ |velké 1,00 0,98 | 0,50
Zarovky halogenové LLMF |velké 1,001 0,99(0,97 0,95
LSF | velké 1,0011,00(0,78] 0,50
Zarivky s tiipasmovymi  |LLMF |stfedni 1,0010,99]10,98]/0,97/0,93]0,92]0,90/0,90]0,90] 0,90 0.90
luminofory LSF |stfedni 1,001 1,00]1,00{1,00]1,00]0,99]0,98]0,98]0,97]0,940.50
Zafivky s tiipasmovymi  |LLMF |stfedni 1,0010,99]0,98/0,97[0,93]0,92]0,90[0,90]0,90] 0,90
luminofory LSF |stfedni 1,00]1,00{1,00/1,00]1,00[0,99]/0,98]0,98]0,920,50
Zarivky s halofosfatovymi|LLMF |stiedni 1,00]0,98[/0,96]/0,95]/0,87(0,84[0,81[0,79(0,77]0,75
luminofory LSF |stfedni 1,00/ 1,00[1,00]1,00]1,00]/0,99]0,98]0,9810,92]0.50
3 s LLMF |velké 1,00/0,98(0,97(0,94|0,91]0,89] 0,87 0,85
sompalanlzativiy [SF  velke 1,00]0,99]0,09] 0,98 0,97 | 0,94 | 0.86 | 0.50
Vysokotlaké rtutové LLMF |stredni 1,0010,99]10,97(0,93]0,85]0,82|10,80]|0,79[0,78[0,77[ 0,76
vybojky LSF |stfedni 1,00{1,0010,99]/0,98|0,97]0,94]0,90|0,86[0,79] 0,69 | 0,50
Halogenidové vybojky LLMF |velké 1,0010,98]0,95]/0,90(0,87]0,83]0,79]0,65|0,63]0,58] 0,50
(250/400 W) 2 LSF |velké 1,00/0,9910,99]0,98[0,97]0,92]0,86] 0,800,731 0,66 0,50
Hal.vybojky s keramickym|LLMF |velké 1,0010,95]0,87(0,75]0,72]0,68| 0,64 0,60 0,56
hofakem (50/150 W) LSF |velké 1,00{0,99]0,99]0,98]0,98]|0,98[0,95[0,80] 0,50
Vysokotlaké sodikové LLMF |stiedni 1,001 1,00]0,98(0,98]/0,98]0,97|0,97]0,97[0,97] 0,96 0,94 0,90
vybojky (250/400 W) LSF |stfedni 1,001,001 1,001 1,00/0,99[0,99]0,99]0,9910,97[0,95/ 0,92 0,50
Elektroluminiscencni LLMF |velké Parametry se méni pfili§ rychle
diody LED 3 LSF  |velké Parametry se méni pfili§ rychle




Faktory ovliviujici hodnotu
celkového udrzovaciho Cinitele

Udrzovaci Cinitel svitidla - LMF

UdrZovaci Cinitel svitidla charakterizuje sniZzeni Ucinnosti svitidla zplsobené
necistotami usazenymi na svételnych zdrojich a na svitidlech anebo v nich za dané
obdobi. Mira snizeni zavisi na konstrukci svitidla a na povaze a koncentraci necistot
obsazenych ve vzduchu.

Hodnoty Cinitele zne€isténi svitidel
Znetidteni v Zévislosti na délee intervalu &idtén (roky)

. 51 ] = =
ovzdusi 1.0 15 20 25 3.0

Stupen kryti optické
¢asti svitidla

malé 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78
stiedni 0,62 0,58 0,56 0.54 0,53
velké 053 048 045 043 0.42

malé 092 091 0,90 0.89 0,88
1 0,50 0,88 0,86 0.84 0,82
0.89 0,87 0,84 0.80 0.76

093 0,92 091 0,90 0.90
0,92 091 0,89 0.88 0,87
091 0,90 0,88 0.85 0,83




Faktory ovlivnujici hodnotu
celkového udrzovaciho Cinitele

Udrzovaci Cinitel povrchi - RSMF

Udrzovaci Cinitel povrch( je podil ¢initele odrazu povrchu mistnosti v dané dobé a
pocatecniho Cinitele odrazu. Udrzovaci Cinitel povrchl mize byt rovnéz definovan jako
podil svételné ucinnosti prostoru pro danou soustavu po urcité dobé provozu

ke svételné ucinnosti prostoru téze soustavy, kdyz byla nova anebo po jejim poslednim
Cisténi

T

Prostredi Podlaha C; (vztaZeno na dobu
v letech)

0,70 0,45 0,30 3/12

Tabulka hodnot konstant ¢ a t charakterizujici proces usazovani prachu.



Relativni osvétlenost (%)

Plan udrzby

Kazda osvétlovaci soustava musi byt projektovana s pouzitim celkového udrzovaciho
Cinitele vypocitaného pro vybrané svételnétechnické vybaveni, okolni prostredi a
zvoleny plan udrzby.

Plan udrzby musi obsahovat interval ¢iSténi svételnych zdroju, svitidel a povrchii
mistnosti, interval vymény svételnych zdroju a zpUsob cisténi.
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